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Prufunysanrrng <^nm § 44 PatG ist g^;st^llt 

@ Kontinuiertich arbeitende Vakuumbehandlungsvorrichtung 

Die Erfindung telntii eine kontinuierlich arbeitende Vaku- 
umDehandlungsvorrichtung mit emer VaKuumbehandlungs- 
kammer zum konttnuierltchen Bohandein der Oberfiache 
oines Kunststotformteils unte^ Vakuum und nut einer Hilfsva- 
kuumkammer. die an jeder der siromauf und stromab gelege- 
nen Seiten der Vakuunbeh.-indlungskammer angeordnel ist. 
Jeae HilffvakuuHnkammer enthalt zv/ei emander beruhrende 
DichHvalzen. eine Emnchlung zur B;ldwng von Dichlungen 
zwischen den DicMwaizen und Genausen au( den gesamien 
axialen Langen der Dtchtwai-en und eme Einnchtung zur 
Bddung vcn DfChtungpp. 7w;schen be.den Endflachen und den 
Gehauf>en. ^31 29 997) 
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Kontinuierlich arbeitende Vakuumbehandlungsvorr ichtung 



Anspruche 

1 Kontinuierlich arbeitende Vakuumbehandlungsvorr ichtung , 
gekennzeichnet 

- durch eine Vakuumbehandlungskammer (1), 

- durch wenigstens eine Hilf svakuumkaimner (2, 3), die an 
jeder der stromauf und stromab gelegenen Seiten der 
Vakuumbehandlungskammer (1) angeordnet ist und zwei 
einander beruhrende Dichtwalzen ( 2 1 , 22) aufweist, 

- durch eine Einrichtung (25, 26; 39, 40) zur Bildung 
von 2wei Dichtungen zwischen den Dichtwalzen (21, 22) 
und Gehausen (23, 24) in der axialen Langserstreckung 
der Dichtwalzen (21, 22) und 

- durch eine Einrichtung (27, 28) zur Bildung von Dich- 
tungen zwischen beiden Endflachen der Dichtwalzen 
{21, 22) und den Gehausen (23, 24) (z, B. Fig. 5, 7). 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass eine (22) der Dichtwalzen ( 2 1 , 22) ganz aus Metall 
besteht, wahrend die andere (21) einen metallischen 
Kern und ein elastisches Glied (29) auf der Oberflache 
des metallischen Kerns aufweist . 

81-A5773-03 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekcnnzeichnet, 

- dass eine (22) der Dichtwalzen (21, 22) aus Eisen Oder 
Kohlenstof f stahl bes teht . 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennze ichnet , 

- dass auf der einen (22) der Dichtwalzen (21, 22) eine 
harte Schicht (30) ausgebildet ist, 

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennze ichnet , 

- dass die andere (21) der Dichtwalzen (21, 22) aus 
Gummi besteht. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennze ichnet , 

- dass die Einrichtung zur Bildung von Dichtungen zwischen 
den Dichtwalzen (21, 22) und den Gehausen (23, 24) die 
Dichtwalzen (21, 22} beruhrende Walzens tut zgl ieder (25, 
26) aufweiat. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekenn ze ichne t , 

- dass die Walzenstutzglieder (25, 26) aus einem elastischen 
Glied bestehen, das mit einem Film (33) aus eine^ Ma- 
terial mit niedrigem Re ibung skoe f f i z ienten beschichtet 

1st . 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennze ichnet, 

- dass der Film aus Fluorharz besteht. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennze ichne t , 

" dass die Einrichtung zur Bildung einer Dichtung zwischen 
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den Dichtwalzen (21, 22) und den Gehausen (23, 24) in 
der axialen Langser s treckung der Dichtwalzen (21, 22) 
Abstreifglieder (39, 40) aufweist, die sich in der 
axialen Langserstreckung der Dichtwlzen (21, 22) er- 
strecken und die Telle der jeweiligen Dichtwalzen (21, 
22) geradlinig beruhren (z. B. Fig. 7). 

Vorrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet , 

' dass die Abstreifglieder (39, 40) durch die Druckdiffe- 
renz zwischen der Atmospharensei te und der Vakuumseite 
gegen die jeweiligen Dichtwalzen (21, 22) gedriickt 
werden . 



Vorrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet , 

- dass die Abstreifglieder (39, 40) aus elastischen Glie- 
dern bestehen, die mit einem Film aus einem Material 
mit niedrigem Reibungskoef f izienten beschichtet sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet , 

- dass der Film aus Fluorharz besteht. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die Einrichtung zur Bildung der Dichtungen zwischen 
den Endflachen der Dichtwalzen (21, 22) und der Gehause 
(23, 24) enthalt: Seitenteile (27, 28), die beide 
Enden der Dichtwalzen (21, 22) beruhren, und wenigstens 
eine Druckeins tel leinr ichtung (35, 36), die eines (27) 
der Seitenteile (27, 28) gegen die zugehorigen End- 
flachen der Dichtwalzen (21, 22) driickt. 



^ \ I. ^ o a I 



20 



14. Vorrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennze ichnet , 

- dass die Seitenteile (27 =.n •,• k 

^ 28) an ihrem die Dichtwalzen 

(21, 2.) beruhrenden Teil mit einem Filr. (34) aus 
exne. Material ..t niedrige. Reibungskoef f iz.enten 
beschichtet sind. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet , 

- dass der Filn, (34) aus Fluorharz besteht. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass die Dichtwalzen (21, 22) durch die Seitenteile (27 28 
axial fostgelegt sind. l^/'^8, 

17. Vorrichtung nach 'Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

llTZ -s.„l.ed ,36, 

Vorrichtung nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass das elastische Glied (35) eine Feder ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 13, 
gekennzeichnet 

durch eine einzige Drucke i n of-^ t i 

. ^ "^^""^^^^^stellvorrichtung (35 , 36) 

a e e..e= ,27, der Seitenteile ,27, 23, J L Zll 
hor.,e„ Enda.chen der D.c.twalzen ,2,, 22, d.Oc.t 

Vorrichtung nach Anspruch 13, 
gekennzeichnet 

- durch Druckeinstellvorrichtungen (3S 

seitenteile ( 27 , 28 ) auf die 'el '^''^^ 
-chtwalzen (21, 22) drUcken. -dfMchen der 
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21. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

- dass die beiden Dichtwalzen (21, 22) motorbetr ieben sind 
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Beschreibun g 

Die Erfindung betrlfft eine kont inuier 1 ich arbeitende Vakuum- 
behandlungsvorr ichtung zur Durchfuhrung einer kont inuier 1 ichen 
Plasmabehandlung unter Vakuum an ver schiedenen Kunststoff- 
formteilen, etwa Kunststof f ilmen , Kuns t s tof f ol ien und kunst- 
s toff beschichte ten elektrischen Drahten, 

Ein derartiges Chargenbehandlungssy s tern ist bekannt und hat 
eine Vakuumbehandlungskammer , in der ein weicher Gcgenstand, 
etwa ein Kunst stof f ilm , zur Verbesserung seiner Oberflachen- 
eigenschaf ten behandelt wird. 

Bekannt ist auch das Luf t-Luf t-Behandlungssys tern fur eine 
Vakuumverdampf ung oder lonenplatt ierung auf einem harten 
Material, etwa einem Metailband, Metalldraht oder dgl., 
wobei das harte Material von der Atmospharense i te her durch 
eine Vorvakuumkaminer an der stromauf gelegenen Seite der 
Vakuumbehandlungskammer in letztere eingefuhrt wird. Nach 
der Bildung des Metall- oder Legierungsf ilms auf dem Gegen- 
stand wird dieser durch eine Nachvakuumkammer zur Atmospharen- 
seite gefordert. Bei diesem Luf t-Luf t-System wird das Vakuum 
In der Vorvakuumkaminer und der Nachvakuumkammer durch eine 
Wasserdichtung oder eine Dusendichtung auf rech terhal ten . 

Beim erstgenannten System, d. h. dem Chargen sy s tern , ist es 
vergle Ichsweise leicht, die Dichteinr ich tung hcTzustel len . 
Nachdem aber die Verbesserung der Oberf lachene igenschaf ten 
des Gegenstands in gewissem Ausmass erzielt ist, muss das 
Vakuum in der Vakuumkammer abgebaut werden. Es ist namlich 
ein wiederholtes Aufbauen und Abbauen des Vakuums fur die 
Behandlung au f einander f olgender Chargen des Gegenstands er- 
forderlich. Dies behindert nicht nur die Ser ienmas senproduk- 
tion, sondern ver schlechter t auch die Eigenschaf ten der be- 
handelten Produkte . 
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Im einzelnen wird im Fall von Gegenstanden mit einem fluch- 
tigen Gehalt etwa einem Weichmacher , 2. B. einem Harzfilm aus 
einem Vinylchloridsystem , warden die Eigenschaf ten des Gegen- 
stands verschlechtert, wenn dieser langere Zeit im Vakuum 
belassen wird. Es ist daher erwunscht, eine Charge von 
Gegenstanden in einer ziemlich kurzen Zeit in der Grossen- 
btdnung von einigen 10 Sekunden zu behandeln. Es ist ziemlich 
schwierig, eine Behandlung in einer derart kurzen Zeitdauer 
innerhalb einer Vakuumkammer auszufuhren. 

bas zweitgenannte System eignet sich leicht fiir die Behandlum 
von harten Gegenstanden, da es verhaltnism^ssig leicht ist, 
Dichtungen von Vorvakuumkammern und Nachvakuumkammern ohne 
die Gefahr der Beschadigung der Oberflachen von Gegenstanden 
Oder des Zerschneidens derselben zu erzielen. Dieses Luft- 
Luft-System eignet sich jedoch kaum fur die Behandlung von 
weichen Gegenstanden, da es ausserst schwierig ist, eine 
wirksame Dichtung fur die Vorvakuumkammer und die Nachvakuum- 
kammer ohne die Gefahr der Beschadigung Oder des Zerschneidens 
des Gegenstands zu erzielen. 

Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaffung einer konti- 
Huierlich arbeitenden Vakuumbehandlungsvorrichtung , die eine 
#Ute Abdichtung fur eine vorbereitende oder Vorvakuumkammer 
bhd eine Nachvakuumkammer auf rechterhalten kann zur Gewahr- 
ielstung guter Umf ormeigenschaf ten bei der Ober f lachenbe- 
handlung und auch einer guten Eignung fiir die Massenproduktion . 
und ist die Verbesserung der Dauerhaf tigkeit verschiedener 
die Vorvakuumkammer und die Nachvakuumkammer bildenden Teile, 
wie Dichtwalzen, Abstreif glieder und Seitenteile. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erf indungsgemass bei einer 
kontinuierlich arbeitenden Vakuumbehandlungsvorrichtung, die 
sich auszeichnet durch eine Vakuumbehandlungskammer , durch 
wenigstens eine Vorvakuumkammer an der stromauf gelegenen 
Seite der Vakuumbehandlungskammer und durch wenigstens eine 
Nachvakuumkammer an der stromab gelegenen Seite der Vakuum- 
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kammer, wobei die Vorvakuumkammer und die Nachvakuumkammer 
jeweils mit zwei Dichtwalzen versehen sind, durch eine Ein- 
richtung zur Bildung einer Dichtung zwischen jeder Dichtwalze 
und einem Gehause in der axiaien Richtung der Dichtwalze, 
und durch eine Einrichtung zur Bildung einer Dichtung zwischen 
beiden Enden jeder Dichtwalze und dem Gehause. 

Vorteilhafte We i terbildungen der Erfindung sind Gegenstand 
der Un teranspriiche . 

Im folgenden werden Ausf iihrungsbeispiele der Erfindung anhand 
der Zeichnung beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 einen schemat ischen Schnitt einer kont inuier 1 ich arbei- 
tenden Behandlungsvorr i chtung nach einer Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung; 

Fig. 2 eine schematische Draufsicht der in Fig. 1 gezeigten 
Vor richtung ; 

Fig. 3 eine geschnittene Seitenansich t einer Vakuumbehandlungs- 
kammer der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung; 

Fig, 4 einen Schnitt einer Dichtungseinrichtung in einer Hilfs- 
vakuumkammer der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung; 

Fig. 5 einen Schnitt V-V von Fig. 4; 

Fig. 6 eine vergrosserte Ansicht eines wesentlichen Teils der 
Vorrichtung nach der Erfindung, insbesondere mit einer 
Darstellung der Bef es t igungsart des Dr ucke ins te 1 i - 
gl ieds ; 

Fig. 7 einen der Fig. 5 ahnlichen Schnitt eines weiteren Bei- 
spiels der Dichteinrichtung in der Hi If svakuumkammer 
der Erfindung; 
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Fig. 8 ein weiteres Beispiel eines Abstreifgliedes bei der 
in Fig. 7 dargestelltes Dichteinr ichtung ; 

Fig. 9 die Bef estigungsart des Abstreif glieds . 

Gemass Fig. 1 and 2 hat eine kontinuierlich arbeitende Vakuu 
behandlungsvorrichtung nach der Erfindung eine Vakuumbehand- 
lungskammer 1, in der ein weicher Gegenstand F, etwa ein 
Kunststoffilm aus beispielsweise Vinylchlorid , einer konti- 
nuierlichen Plasmabehandlung unter Vakuum unterworfen wird 
in der Bewegungsrichtung des zu behandelnden Gegenstandes 
gesehen, sind an der stromauf gelegenen Seite der Vakuum- 
behandlungskaminer 1 raehrere Hilf svakuumkarmnern 2 angeordnet 
in ahnlicher Weise sind an der stromab gelegenen Seite der 
Vakuumbehandlungskammer 1 mehrere Hilf svakuumkaminern 3 ange- 
ordnet. Eine Vakuumpumpe 4 ist iiber ein Evakuierungsrohr 5 
an die Vakuumbehandlungskanuner 1 angeschlossen , um letztere 
bis auf ein Niveau von lo'^ Torr zu evakuieren. Mehrere 
Vakuumpumpen 6 sind gemass Fig. 2 uber Evakuierungsrohre 7 
an aufeinanderfolgende Hilf svakuumkammern 2 oder 3 auf jeder 
seite der Vakuumbehandlungskammer 1 angeschlossen. Die An- 
ordnung ist so getroffen, dass in den aufeinanderfolgenden 
Hxlfsvakuumkammern der stromauf gelegenen Seite Vakua mit 
allmahlich abnehmendem Niveau aufgebaut werden, wahrend in 
den aufeinanderfolgenden Hil f svakuumkammern 3 der stromab 
gelegenen Seite Vakua mit allmahlich zunehmendem Niveau auf- 
gebaut werden. Die Niveaus des in diesen Hil f svakuumkammern 
aufgebauten Vakuums liegen selbstverstandl ich zwischen dem 
Atmospharendruck und dem in der Vakuumbehandlungskammer er- 
zeugten Vakuum. 



Der zu behandelnde Gegenstand F wird von einer Abgabestation 
8 aus uber die aufeinanderfolgenden Hilf svakuumkammern 2 
kontinuierlich in die Vakuumbehandlungskaminer 1 gefCrdert 
und in dieser einer Vakuumplasmabehandlung unterworfen. Der 
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Gegenstand wird dann aus der Vakuumbehandlungskaminer 1 ent- 
nommen und uber die auf einandor f olgenden H ilf svakuumkaminern 3 
kont inuierlich durch eine Auf nahmevorr ichtung 9 auf genominen . 
Ein An tr iebsmo tor 10 kann liber eine Transmissionswelle 11 
und stufenlose Gctriebe 12 bis 15 Energie liefern zur Vakuum- 
behandlungskaminern 1,zu den ?Iilf svakuuinkammern 2, 3 und zur 
Auf nahmevorr ichtung 9. Die Geschwindigkeiten des Antriebs- 
systems in der Vakuumbehandlungskammer 1 , den Hilf svakuum- 
kaminern 2, 3 und der Auf nahmevorr ichtung 9 sind durch die 
jeweiligen Getriebe 12 bis 15 einstellbar. 

Gemass Fig. 3 besteht die Vakuumbehandlungskammer 1 aus einer 
trommelf ormigen Kathode 16, mehreren urn diese herum angeord- 
neten Anoden 17 und einer Fuhrungswalze 18 zum Fuhren des 
zu behandelnden Gegenstands F, Die Kathode 16, die Anoden 17 
und die Fuhrungswalze 18 sind durch eine 19 der Seitenwande 
freitragend gehalten, wahrend die andere 20 der Seitenwande 
eine Tlir bildet, die filr den Zugang zum Innenraum geoffnet 
werden kann . 

Die Fig. 4 und 5 zeigen die Konstruktion jeder der Hilfs- 
vakuumkammern 2 und 3 an den stromauf bzw. stromab geiegenen 
Seiten der Vakuumbehandlungskaminer 1 . Jede Hilf svakuumkammer 
besteht aus verschiedenen Teilen, etwa cinander beruhrende, 
paarweise angeordnete obere und untere Dichtwalzen 21, 22, 
obcren und unteren Gehausen 2 3, 24 , oberen und unteren Walzen- 
stutztglicdern 25, 26, linken und rechten Seitenteilen 27, 
2 8 u sw . 

Im einzelnen hat die obere Dichtwalze 2 1 einen Kern aus 
Metall, etwa Eisen, und eine olastische Ober f lachensch ich t 
29 aus Gummi, etwa Nitrilgummi, die an der Oberflache des 
Eisenkerns befestigt ist. Die untere Dichtwalze 22 hat einen 
Kern aus Metall, etwa Eisen, und eine auf dessen Oberflache 
ausgebildete hartc Schicht, etwa eine Chromplattierungsschicht 
30. Die elastische Ober f lachenschicht der oberen Dichtwalze 
21 kann durch eine am Eisenkern befestigte Silicon- cder 
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Urethangummischicht gebildet sein. Als Material fur die 
untere Dichtwalze 22 kann auch ein legierter stahl verwendet 
warden. Wenn auch die untere Dichtwalze 22 mit doppelten 
Schichten dargestellt ist, d. h. mit der Kernmetallschicht 
und der harten Oberf lachenschicht , kann selbstverstandlich 
die untere Dichtwalze 22 auch aus einer einzigen harten 
Metallschicht bestehen. 

Die oberen und unteren Dichtwalzen 21, 22 sind an ihren 
beiden Enden durch die Seitenteile 27, 28 drehbar golagert 
Die Antriebsenergie wird von der unteren Dichtwalze 22 
uber in, Eingriff stehende ZahnrSder 31, 32 auf die obere 
Dichtwalze 21 ubertragen. 

Das obere WalzenstCitzglied 25 besteht aus einem metallischen 
Material und ist am oberen Gehause 23 derart befestigt, dass 
es dem Aussenumfang der oberen Dichtwalze 21 gegenuberliegt . 
Ein Film 33 mit einem niedrigen Reibungskoef f izienten , etwa' 
Fluorharz, ist durch Einbrennen auf der Oberf lache des oberen 
Walzenstutzglieds ausgebildet. Ebenfalls ist auf den Teilen 
der Seitenteile 27, 28 gegenuber den axialen Enden der oberen 
und unteren Dichtwalzen 21, 22 ein Fluorharzf ilm 34 oder 
Keramikharzfilm mit niedrigem Reibungskoef fizient durch 
Einbrennen ausgebildet. 

Fig. 6 ist eine vergrosserte Ansicht eines wesentlichen Teils 
der Vakuumbehandlungsvorrichtung mit einer Darstellung einer 
Druckeinstellvorrichtung zur Einstellung des Drucks , mit dem 
das Seitenteil 27 gegen die axialen Enden der oberen und 
unteren Dichtwalzen 21, 22 und die oberen und unteren Gehause 
23, 24 gedriickt wird. Die Druckeinstellvorrichtung enthalt 
verschiedene Telle, wie ein elastisches Glied, etwa eine 
im Seitenteil 27 angeordnete Schraubenf eder 35, und ein 
Festspannglied, etwa eine Schraube 36, zum Drucken des Seiten- 
teils 27 gegen die Enden der oberen und unteren Dichtwalzen 
21, 22 und die oberen und unteren Gehause 23, 24. 
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Die Druckkraft des Seitenteils 27 wird durch einen Spalt H 
zwischen dem Seitenteil 27 und der Schraube 36 begrenzt. 

Fiir den Fall, dass die Druckeinstellvorrichtung nur auf einer 
Seite der Dichtwalzen und Gehause angeordnet ist, ist das 
auf der anderen Seite der Dichtwalzen und Gehause angeordnete 
Seitenteil 28 unmittelbar an den oberen und unteren Gehausen 
23, 24 angeordnet. 

Bei den Hi 1 f svakuumkammern 2, 3 der obigen Konstruktion wird 
die Abdichtung zwischen der oberen Dichtwalze 21 und der 
unteren Dichtwalze 22, durch die das zu behandelnde Material 
F hindurchgeleitet wird, erzielt durch Pressen des Gummis 29 
der oberen Dichtwalze 21 gegen die untere Dichtwalze 22 
durch das Medium des zu behandelnden Gegenstands F in der 
Weise, dass der Gummi 29 der oberen Dichtwalze 21 durchge- 
bogen wird. 

Ebenfalls wird die Dichtung zwischen den oberen und unteren 
Dichtwalzen und den oberen und unteren Gehausen 23, 24 dadurch 
erzielt, dass die oberen und unteren Wal zenstiitzglieder 25, 
26 in Beruhrung mit den Dichtwalzen 21, 22 gebracht werden. 

Die Abdichtung zwischen den oberen und unteren Dichtwalzen 
21, 22 und den Seitenteilen 27 , 28 wird erzielt durch Driicken 
der Seitenteile 27, 28 auf die oberen und unteren Gehause 
23, 24 mittels der Druckeinstellvorrichtung. 

Gemass dioser Anordnung wird die Re ibungskraf t zwischen den 
oberen und unteren Dichtwal^.en und auch der Gleitwiderstand 
herabgeset^t zur Verbesserung nicht nur der Lebensdauer der 
oberen und unteren Dichtwalzen 21, 22, sondern auch der 

Dichtungseigenschaften zwischen den oberen und unteren Dicht- 

walzon , 



BNSDOCID: 3129WTA1JL> 



^ 3129997 



- 13 - 



Wenn die oberen und unteren Dichtwalzen 21, 22 zur Beruhrung 
mit den oberen und unteren Walzenstutzgl iedern 25, 26 gebracht 
wcrden, wird zusatzlich die Reibungskraf t zwischen der unteren 
Dichtwalze 22 und dem unteren Walzenstutzglied 26 verringert, 
wobei der Gleitwiders tand herabgesetzt wird zur Erzeugung 
einer bemerkenswerten Erhohung der Lebensdauer des unteren 
Walzenstutzglieds 26, ganz abgesehen von der Erhohung der 
Lebensdauer der oberen Dichtwalze 21 und des oberen Walzen- 
stutzglieds 25. 

Da die Druckkraft des Seitenteils 27 durch die Schraube 36 
der Druckeinstellvorrichtung uber die Schraubenf eder 35 ein- 
gestellt wird, werden ferner gemass einer winzigen axialen 
Verschiebung der oberen und unteren Dichtwalzen 21, 22 diese 
axial vorschriftsmassig ausger ichtet , wobei die Lebensdauer 
der Seitenteile 27, 28 erhoht wird, wahrend zwischen beiden 
axialen Enden der Dichtwalzen 21, 22 und den gegenuberlie- 
genden Seitenteilen 27, 28 eine hohere Dichtwirkung erzielt 
wird . 

Die oberen und unteren Dichtwalzen 21, 22 sind antr iebsmassig 
uber Zahnrader 31, 32 miteinander verbunden, die an den Enden 
von diese Dichtwalzen tragenden Wellen befestigt sind. Daher 
wird ein unerwiinschter Leerlauf oder Schlupf der oberen 
Dichtwalze 21 vermieden und der Energieverlust selbst dann 
herabgesetzt, wenn der Reibungswiderstand zwischen der oberen 
Dichtwalze 21 und dem unteren Walzenstutzglied 25 oder zwischen 
der oberen Dichtwalze 21 und den Seitenteilen 27, 28 erhoht 
wird , 

Wenn auch bei der beschr iebenen Ausf uhrungsf orm die Druck- 
einstellvorrichtung nur an einem axialen Ende der Dichtwalze 
vorgesehen ist, ist diese Anordnung nicht ausschliesslich und 
kann die Druckeinstellvorrichtung an jedem axialen Ende 
der Dichtwalzen angeordnet sein. 
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Fig. 7 zeigt eln weiteres Beispiel der Einrichtung zur Bil- 
dung einor Dichtung in der axialen Richtung zwischen der 
Dichtwalze und dem Gehause, wobei dieselben Bezugsze ichen 
zur Bezeichnung derselben Teile oder Glieder, wie in Fig. 4 
und 5 verwendet werden. 

An den oberen und unteren Gehausen 23, 24 befestigte Ab- 
5 treif gl ieder 39, 40 erstrecken sich in axialer Richtung 
der oberen und unteren Dichtwaizen 21, 22 und stellen 
eine geradlinige Beriihrung mit den Umf angsf iachen dieser 
Dichtwaizen her. Die Abstreifgl ieder 39, 40 bestchen aus 
cincm elastischon Material, etwa N i t r i Igummi , und sind an 
ihren Oberfiachen mit einem Material mit niedrigem Reibungs- 
koeffizient, etwa Fluorharz , beschichtet, was durch Ein- 
brennen erfolgt. 

Durch Anordnung der Abstreif glieder 39, 40, die eine gerad- 
linige Beriihrung mit einem Teil der Aussenumf angsf lache jeder 
Dichtwalze 21,22 herstellen, iiber der gesamten axialen Lange 
der Dichtwaizen, kann eine wirksame Dichtung zwischen der 
Dichtwalze und dem Geh^use auf der gesamten axialen Langc 
der Dichtwalze erzielt werden. Da die Re ibungskraf t zwischen 
den oberen und unteren Dichtwaizen 21, 22 und den Abstreif- 
gliedern39, 40 merklich herabgesetzt ist, ist zusatzlich 
die Lebensdauer der Dichtwaizen betrachtlich erhoht. 

Fig. 8 zeigt eine Abanderung des in Fig. 7 gezeigten Ab- 
streif gl ieds . Dieses Abs tre i f gl led 41, 42 hat eine derartige 
Querschni ttsform, dass es ein eiastisch umgebogenes Ende 
aufweist, das jede Dichtwalze 21, 22 beruhrt. Gemass Fig. 9 
sind die Abs tre i fgl ieder 41, 42 in der Hi 1 f s vakuumkammer 2 
an der stromauf gelegenen Seito der Vakuumbehandlungskammer 1 
und in der Hil f svakuumkammer 3 an der stromab gelegenen Seite 
der Vakuumbehandlungskammer 1 derart entgegengesetz t ausge- 
richtet angeordnet, dass die elastischen Endteile der jewei- 
1 igen Abs tre i fg 1 ieder gegen din zugehorigen Dichtwaizen durch 
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den Dif f erenzdruck zwischen der Atmospharensei te und der 
Vakuumseite gepresst werden, Wird gemass Fig. 9 der Atmos- 
pharendruck durch A, der Druck auf der Vakuumseite mit B 
und der Zwischendruck durch C dargestellt, so werden im 
einzelnen die Abstre if glieder 41, 42 auf der Atmospharenseite 
der Hilf svakuumkammer 2 entgegengesotz t zur Drehrichtung 
der Druckwalzen 21, 22 gedruckt, da der Druck A hoher als 
der Druck C ist. In ahnlicher Weise werden die Abstreif- 
glieder 41, 42 ebenfalls auf der Vakuumseite der Hilf svakuum- 
kammer 2 entgegengesetzt zur Drehrichtung der Druckwalzen 21, 
22 gedruckt, da der Druck C hoher als der Druck B ist, Das- 
selbe gilt fur die Hilf svakuumkammer 3, da die Abstreif- 
glieder in dieser Kammer entgegengesetzt zur Ausrichtung der 
Abstreifglieder in der Hil f svakuumkammer 2 ausgerichtet sind, 

Es ist ersichtlich, dass dank der Anwendung der Druckkraft 
auf die Abstreifglieder 41, 42 auf Grund der Druckdif f erenz 
zwischen der Atmospharenseite und der Vakuumseite eine ver- 
besserte Dichtwirkung zwischen den oberen und unteren Dicht- 
walzen 21, 22 und den zugehorigen Abs treif gliedern 41, 42 
erzielt wird. 

Die kontinuierlich arbeitende Vakuumbehandlungsvorr ichtung 
nach der Erfindung mit der oben beschr iebenen Konstruktion 
arbeitet in folgender Weise. 

Wenn die Vakuumpumpen 4 und 6 gestartet werden, werden die 
Vakuumbehandlungskammer 1 und die Hilf svakuumkammern 2, 3 
auf die gewunschten Vakuumniveaus evakuiert. Demnach wird 
in der Vakuumbehandlungskammer 1 ein hoheres Vakuum, d. h. 
ein niedrigerer absoluter Druck, als in den Hilfsvakuum- 
kammern 2, 3 aufgebaut. Dann werden die Antr iebssysteme der 
trommelformigen Kathode 16, der oberen und unteren Dicht- 
walzen 21, 22, der Hilf svakuumkammern 2, 3 und der Aufnahme- 
vorrichtung 9 durch den Motor 10 liber die ent sprechenden 
Getriebe 12 bis 15 gestartet. In diesem Zustand wird der 
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2u behandclnde Gegenstand F, zum Beispiel ein Film aus einem 
Vinylchloridsystemharz , von der Abgabevorr ichtung 8 der 
Atmospharenseite durch den Spalt zwischen den oberen und 
unteren Dichtwalzen 21, 22 der Hilf svakuumkammer 2 konti- 
nuierlich in die Vakuumbehandlungskarmner 1 eingefuhrt. Inner- 
halb der Vakuumbehandlungskarmner wird auf den zu behandelnden 
Gegenstand F durch eine zwischen der Kathode 16 und der 
Anode 17 erzeugte Plasmaentladung eine Pla smabehandlung aus- 
gefuhrt. Der auf diese Weise durch das Plasma behandelte 
Gegenstand F wird dann zur Aussenseite der Vakuumbehandlungs- 
kammer 1 gefordert und durch die Auf nahmevorr ichtung 9 der 
Atmospharenseite aufgenommen, wobei er durch den Spalt zwi- 
schen den oberen und unteren Dichtwalzen 21, 22 der Hilfs- 
vakuumkammer 3 hindurchtritt . 

Auf diese Weise wird der zu behandelnde Gegenstand F durch 
das Plasma innerhalb einer ziemlich kurzen Verweildauer inner- 
halb der Vakuumbehandlungskammer 1 behandelt, so dass das 
unerwiinschte Entweichen des fluchtigen Inhalts, etwa eines 
Weichmachers, im Film aus Vinylchloridhar z vermieden wird, 
urn eine gute umgewandelte Eigenschaft auf der Oberflache des 
Gegenstands F sicherzustel len . 

Die folgende Tabelle zeigt beispielsweise die in der Vakuum- 
behandlungskammer 1 und den Hilf svakuumkammern a, b, c von 
Fig. 1 gemessenen Vakuumniveaus im Zustand der kontinuierlichen 
Zufuhrung des zu behandelnden Gegenstands F zur Bestatigung 
der Dichtwirkung in den kont inu ier 1 ich arbeitenden Vakuum- 
behandlungsvorr ichtung nach der Erfindung. 
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Tabelle 



Verstrichene 
Zeit. 

Messpunkt 

Hilf svakuum- 
kanuner (a) 

Hi 1 f svakuum- 
kammer (b) 

Hilf svakuum- 
kammer (c) 

Vakuuinbehand- 
lungskammer 



5 min 



20,0 
Torr 

700x1 O' 



500x1 0 



150x10 



-3 



-3 



1 (i min 



1J ,5 
Torr 

140x10" 



1 30x10 



25x1 0 



-3 



-3 



15 min 20 mi 



10,0 
Torr 



min 



10,0 
Torr 



127x10 ^ 125x10"^ 



127x10 ^ 125x10 ^ 



23x10 ^ 22x10"^ 



Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass die Vakuum- 
niveaus in der Vakuumbehandlungskammer 1 und den jeweiligen 
Hilfsvakuumkammorn 2 allmahlich erhoht werden, d. h. die 
Niveaus des absoluten Drucks werden mit Ablauf der Zeit 
herabgesetzt. Es ist ebenfalls ersichtlich, dass ein der- 
artiger Druckgradient fvir die stufenweise Herabsetzung des 
absoluten Drucks in Richtung auf die Vakuumbehandlungskammer 
1 durch die aufeinanderfolgenden Hilf svakuumkammern (a) , 
(b) und (c) erzeugt wird. Dies zeigt deutlich, dass die ge- 
wiinschte Dichtwirkung in der kontinuierlich arbeitenden 
Vakuumbehandlungsvorrichtung nach der Erfindung erzielt wird. 

Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich ist, liefert die 
Erfindung eine kontinuierlich arbeitende Vakuumbehandlungs- 
vorrichtung der Luft-Luft-Bauart, die eine hohe Dichtwirkung 
in den Vakuumkammern erzielen kann bei gleichzeitiger Er- 
zielung guter Umf ormeigenschaf ten bei der Oberf lachenbehand- 
lung des zu behandelnden Kunststof formteils und auch einer 
bemerkenswerten Verbesserung der Produktivitat . Diese Wir- 
kungen sind besonders bemerkenswert , wenn der zu behandelnde 
Gegenstand weich ist, wie ein Film aus einem Harz des 
Viny Ich lor idsys terns . 
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